MEDIDAS DE ESPESOR Y CARACTERIZACION OPTICA DE LAMINAS
DELGADAS
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Descripcidn corta: Utilizacién de equipos de caracterizacién éptica para la medida de espesores

de laminas delgadas e indice de refraccion.

Descripcion del servicio

Medida de espesores de magnitudes micro y nanométricas a partir del espectro en reflexién de
la [dmina delgada. A su vez, caracterizacién del indice de refraccion del material que forma esa
[dmina.

Necesidades demandadas y aplicaciones

Muchas de las aplicaciones en las que se emplean ldminas delgadas requieren de espesores
determinados, es por ello imprescindible la caracterizacion de éstos. A su vez, el cdlculo del
indice de refraccidon de un material desconocido puede aportar informacion sobre éste, ademas
de servir para su caracterizacion y simulaciones dpticas que se quieran realizar con este material.

Sector o area de aplicacién

Micro y nano fabricacién. Caracterizacién dptica

Competencias diferenciales

Los equipos utilizados para este servicio ofrecen una precision de medida muy competitiva
frente a los disponibles en el mercado. Ademas, gracias al uso de objetivos de microscopio, es
posible medir dreas micrométricas.

Referencias previas de prestacion

Descripcion del equipamiento

La instalacion dispone de diferentes equipos para la caracterizacidn dptica de laminas delgadas.
Desde el mds simple hasta el mas sofisticado. En funcidn de las necesidades del demandante se
le ofrecera uno u otro.



Espectrometro dispersivo: F20-UV, de la casa Filmetrics, el cual es capaz de medir espesores de
[dminas semitransparentes de hasta 20 um en reflexidn. En este caso, la ventana espectral que
abarca es de 200 a 1100 nm, pues el Filmetrics utiliza dos lamparas al mismo tiempo, una de
deuterio y otra halégena. La resolucidn del equipo es de 1 nm y el didmetro del haz en la medida
puede ser de 200 um o 2 mm. Las medidas se procesan a través del sistema propietario
FilMeasure, mediante recetas de medida segun la tipologia de medida que se quiera realizar.

e Objetivos dpticos: 4x

e Tamaiio de haz: haz grande (1 mm), haz reducido (200 um).

e Fuente de luz: lampara de luz blanca para medidas en VIS-NIR; Posibilidad de uso de
[dmpara UV.

e Alimentacidon: Conexidn a corriente eléctrica.

e Adquisicién de sefial: Espectrometro.

e Extras: Oblea de calibracién de Oxido de silicio sobre silicio. Oblea de silicio de
referencia.

e Uso general del equipo a través del software propietario FilMeasure.
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Espectrometria de Transformada de Fourier en Infrarrojo y Visible FTIR-VIS: El sistema dispone
de un interferémetro Michelson. La medida obtenida es la de un interferograma (eje de abscisas
contiene las distintas longitudes del espejo y las ordenadas la intensidad recogida por un
detector) convertido mediante la Trasformada de Fourier en un espectro simple en reflexiéon o
transmision en el rango visible-infrarrojo cercano e infrarrojo medio. Realizandose previamente
un espectro simple de un substrato, al dividir el espectro simple de la muestra y el de la
referencia se obtiene el espectro del material. El quipo es de la casa Bruker con utiliza un
filamento de tungsteno que emite luz infrarroja cercana y una ldmpara haldégena para el visible.
Dispone de un rango espectral muy amplio (desde 28000 cm™ hasta los 15 cm™) y una resolucién
minima de 0.5 cm™. El aparato estd conectado a un microscopio Hyperion 1000 de la misma casa
comercial con diferentes objetivo y magnificaciones, y ofrece un sistema de
microposicionamiento.

e Objetivos pticos: 4x/15x/36x/40x

e Fuente de luz: lampara de luz blanca para medidas en VIS-NIR; lampara de infrarrojo
medio.

e Alimentacion: Conexidn a corriente eléctrica.

e Adquisicion de seiial: Diferentes fotodetectores (Si, GaP). Obtencién de la seiial
espectroscopica mediante transformada de Fourier.

e Extras: fotomultiplicador para la funcion macro, posibilidad de fuente externa.

e Uso general del equipo a través del software propietario OPUS.
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Elipsometria (N-GAUGE): El equipo ngauge permite realizar medidas de reflectometria en
funcién del angulo de incidencia y de la polarizacion sobre obleas o chips, en areas
submicrométricas, debido a la incorporacién de un objetivo de microscopio de alta apertura
numérica (Objetivo 150, NA 0.95). Las medidas se pueden usar para medir espesores y
propiedades dpticas de materiales en capas delgadas, a través del software controlador del
equipo. También puede ser usado como microscopio éptico convencional, a través del software
controlador de una de las cdmaras (camara de luz visible).

e Objetivos dpticos: 5x, 20x, 50x, 150x.



e Fuente de luz: Laser a 637 nm, ldmpara de luz blanca para la funcién de microscopio.

e Alimentacion: Conexion a corriente eléctrica.

e Adquisicién de sefial: cdmara monocromatica de alta resolucién, camara de espectro
visible para la funciéon de microscopio.

Solicitud del servicio

Contactar via mail indicando en el asunto “PRESTACION DE SERVICIO” y en el cuerpo del e-mail
el servicio del que se trata y una descripcidon aproximada de lo que se quiere realizar y tiempo
necesario.

Mails de contacto: info.gofb@gmail.com o Betxu.santamaria@upm.es




